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1． 背景と研究目的 

ダイヤモンドは、高いバンドギャップ（5.5 eV）や高い移動度（2200 cm²/Vs）といった特性から、

次世代のパワー半導体としての応用が期待されている[1]。近年、ダイヤモンド結晶内のカラーセンター

を活用した量子技術への応用も注目を集めている[2]。しかし、ダイヤモンド内の転位はこれらのアプリ

ケーションの性能を低下させる要因となる[2]。また、化学気相成長法（CVD 法）によって生成される

ダイヤモンド膜は、膜厚やドーピング濃度の制御が可能であり、ダイヤモンドを用いたアプリケーショ

ンには不可欠な技術となっている[3]。したがって、CVD ダイヤモンド中の転位を高分解能、広範囲、

非破壊で歪み評価を行う技術が求められている。本研究では、X 線トポグラフィを用いて(111)ダイヤモ

ンド基板及び CVD ダイヤモンド膜中の転位の位置およびその成長方向の同定を行った。 

 

2．実験条件と実験内容 

基板サイズが 1.0 mm × 1.0 mm × 500 μm の(111) Ib ダイヤモンド基板上に、約 50 μm の CVD ダイ

ヤモンド膜を合成した。この基板および CVD 膜中の転位の位置と成長方向を特定するため、g=[331]の

回折条件を設定し、X 線トポグラフィ像を撮影した。X 線トポグラフィ像を撮影する際、X 線 CMOS カ

メラやフラットパネルセンサー（いずれも浜松ホトニクス製）を用いて、ダイヤモンド基板の X 線トポ

像が鮮明に観察できる回折条件（X 線エネルギー、ω、φなど）を詳細に検討した。撮影には、名古屋

大学で開発された原子核乾板を使用し、高解像度の X 線トポグラフィ像を取得した。また、厚さ約 500 

μm の金属板を用いてダイヤモンド基板に照射される X 線を遮断することで、CVD 膜中に存在する転位

を観察した。その結果、ダイヤモンド基板と CVD 膜双方で転位の像が観察された。だが、基板サイズ

が 1.0 mm×1.0 mm と非常に小さく、転位密度が高いため、転位の成長方向を同定することはできなか

った。 

今後は、この反省を踏まえ、基板サイズを大きくし、転位密度が小さいダイヤモンド中で、転位の位

置と成長方向を特定することを計画している。    
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